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【国際特許分類】
   Ｂ２４Ｂ  49/12     (2006.01)
   Ｂ２４Ｂ  49/10     (2006.01)
   Ｂ２４Ｂ   5/04     (2006.01)
   Ｂ２３Ｑ  17/20     (2006.01)
   Ｂ２３Ｑ  17/09     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２４Ｂ   49/12     　　　　
   Ｂ２４Ｂ   49/10     　　　　
   Ｂ２４Ｂ    5/04     　　　　
   Ｂ２３Ｑ   17/20     　　　Ｚ
   Ｂ２３Ｑ   17/09     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和2年5月22日(2020.5.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工作物を回転可能に支持する主軸台と、
　前記工作物を研削する砥石車と、
　前記砥石車による研削加工中である前記工作物の表面をセンシング可能なセンサと、
　前記研削加工中における前記センサの検出値に対して第一処理を行うことにより、前記
工作物の表面粗さを算出する算出部と、
　を備える研削盤システム。
【請求項２】
　前記工作物の研削加工中において前記砥石車に発生する研削抵抗を検出する研削抵抗検
出部を備え、
　前記算出部は、前記研削加工中における前記センサの検出値と前記研削抵抗検出部の検
出値とに基づき、前記センサの検出値に対して研削抵抗の影響分を除去する前記第一処理
を行うことにより、前記砥石車による研削加工中の前記工作物の表面粗さを算出する、請
求項１に記載の研削盤システム。
【請求項３】
　前記算出部は、
　前記研削加工時に前記センサにより前記工作物の表面をセンシングした場合には、前記
センサの検出値に対して前記第一処理を行うことにより、前記工作物の表面粗さを算出し
、
　前記砥石車による研削加工中でない前記工作物の表面をセンシングした場合には、前記
センサの検出値に対して前記第一処理とは異なる第二処理を行うことにより、前記工作物
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の表面粗さを算出する、請求項１又は２に記載の研削盤システム。
【請求項４】
　前記センサは、
　基板と、
　前記基板上に装着され、前記工作物に向けて発光する発光素子と、
　前記基板上において前記発光素子の近傍に装着され、前記工作物からの反射光を受光可
能な受光素子と、
　を備える、請求項１－３のいずれか一項に記載の研削盤システム。
【請求項５】
　前記研削盤システムは、
　前記主軸台、前記砥石車及び前記センサを備える複数の研削盤と、前記複数の研削盤が
接続されるネットワーク上に設けられる解析装置と、を備え、
　前記算出部は、前記解析装置に設けられ、前記複数の研削盤における前記センサから送
信された検出結果に基づいて前記表面粗さを算出する、請求項１－４の何れか一項に記載
の研削盤システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の研削盤システムは、工作物を回転可能に支持する主軸台と、前記工作物を研削
する砥石車と、前記砥石車による研削加工中である前記工作物の表面をセンシング可能な
センサと、前記研削加工中における前記センサの検出値に対して第一処理を行うことによ
り、前記工作物の表面粗さを算出する算出部と、を備える。
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